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Abstract 



The source has a thin absorption layer (4) with a low heat capacitance, which is heated by a pulsed low energy source 
(6). The pulse energy and the pulse pause ratio of the energy pulses provided by the low energy source are selected in 
dependence on the heat capacity of the absorption layer to allow it to cool down between pulses. Pref. the low energy 
source is provided by an optical semiconductor device, e.g. a laser diode, with the radiation temp, of the adsorption 
layer determined by the pulse duration and/or intensity of the laser radiation. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(54) Vorrichtung zum Erzeugen einer Breitbandstrahlung 

@ Eine Vorrichtung zum Erzeugen einer Bra itbandstrah lung 
weist einen vorzugsweise sis dunne Absorptionsschicht (4) 
ausgebfldeten Breitbandstrahler auf, der mittels etner puis- 
baren Energiequelle (S) geringer mittierer Let stung beheizbar 
ist. Vorzugsweise ist der als Absorptionsschicht ausgebilde- 
te Breitbandstrahler dazu im Strahlengang eines pulsbaren 
Halbleiterstrahlars angeordnet. Die Ausgangspulse der Ener- 
giequelfa (6) sind bezugllch ihrer Puteenergie und ihras 
PuJs-Pausen-Verbaltnisses so auf die Warmekspazitat des 
Breitbandstrahlers abgestimmt, da& diaser in den Puispau- 
san weitgehend abkuhlt. 

Die Vorrichtung (1) welst nur einen sehr geringen Energie- 
verbrauch auf und elgnet sich deshalb besonders fur eine 
Varwendung in batterie- oder akkubetriebenen Geraten, 
m belspielsweise in Gas- oder Brandmeldern, 



A 



7 



-3 



to 

CO 
LU 

Q 



Die folgendan Angel 



v m Anmelder elngerelchten Unteriagen tntnommen 

BUNDESDRUCKEREI 02.95 802 017/132 



1 

Beschreibung 



DE 44 37 311 Al 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum 
Erzeugen einer Breitbandstrahlung mit wenigstens ei- 
nem, mit einer Energiequelle beheizbaren Breitbands- 
trahler zum Abstrahlen eines elektromagnetischen 
Breitband-Spektrums insbesondere einem Schwarz- 
oder Graustrahler. 

Aus DE-41 26 361 Al kennt man bereits einen Breit- 
bandstrahler der eingangs genannten Art, der als GlQh- 
lampe mit einer von anorganischem Material umschlos- 
senen Gliihwendel ausgebildet ist Soiche Breitbands- 
trahler finden beispielsweise in Gasanalysegeraten Ver- 
wendung, urn mittels photometrischer Verfahren die 
Konzentration bestimmter Gase zu messen. Dabei ist 
dem Breitbandstrahler vorzugsweise ein Schmaiband- 
Filter nachgeschaltet, dessen DurchlaBbereich auf eine 
Absorptionswellenlange des zu messenden Gases abge- 
stimmt ist Die so gefilterte Strahlung durchlauft dann 
eine MeBkammer, in der sich das zu messende Gas be- 
f indet Abhangig von der Konzentration des Gases wird 
die Strahlung in der MeBkammer mehr pder weniger 
stark absorbiert, was mittels eines der MeBkammer 
nachgeschalteten Strahlungsintensitatssensor detektiert 
und zum Ermitteln der Strahlungsintensitat ausgewertet 
wird Vorteiihaft ist bei dem vorbekannten Breitbands- 
trahlers, daB aufgrund der breitbandigen Abstrahlcha- 
rakteristik des Strahlers durch Kombination mit einem 
geeigneten Schmalband-Filter eine Schmalbandstrah- 
lung praktisch beliebiger Wellenlange erzeugt werden 
kann, so daB ein mit dem Breitbandstrahler bestucktes 
GasmeBgerat auf einfache Weise an die Absorptions- 
wellenlangen unterschiedlicher Gase angepaBt werden 
kann. Ein Nachteil des vorbekannten Breitbandstrahlers 
besteht jedoch darin, daB die Gliihwendel einen nicht 
unerheblichen Stromverbrauch aufweist, was besonders 
bei batteriebetriebenen GasmeBgeraten, wie sie bei- 
spielsweise in Brandmeldern zur Detektion von CO 
oder CO2 Verwendung finden, ungunstig ist In groBe- 
ren Gebauden, beispielsweise in Fabrikhallen, Kaufhau- 
sern oder Burogebauden sind oft einige Hundert solcher 
Brandmelder installiert, die bei einem Stromausfall aus 
Sicherheitsgrunden noch mehrere Tage lang funktions- 
bereit sein mussea Fttr ein Brandmeldesystem ergibt 
sich daher bereits bei einer Leistungsaufnahme von nur 
wenigen Watt fur jeden der in den Brandmeldern ent- 
haltenen Breitbandstrahlern eine beachtliche Gesamt- 
leistung, die eine entsprechend aufwendige und teuere 
Notstromversorgung erfordert 

Es besteht deshalb die Aufgabe, eine Vorrichtung der 
eingangs genannten Art zu schaffen, bei welcher der 
Energieverbrauch bzw. die Leistungsaufnahme redu- 
ziert ist und die insbesondere auch fur Batterie- oder 
Akkubetrieb geeignet ist 

Die Ldsung dieser Aufgabe besteht bei einer Vorrich- 
tung der eingangs genannten Art darin, daB der Breit- 
bandstrahler ais dunne Schicht mit niedriger Warmeka- 
pazitat ausgebildet ist und daB zum Beheizen des Breit- 
bandstrahlers eine pulsbare Energiequelle mit geringer 
mittlerer Leistung vorgesehen ist, deren Ausgangspulse 
bezQglich ihrer Pulsenergie und ihres Puls-Pausen-Ver- 
haltnisses so auf die Warmekapazitat des Breitbands- 
trahlers abgestimmt sind, daB dieser in den Pulspausen 
weitgehend abkQhlt 

Der Breitbandstrahler ist also als dunne Schicht aus- 
gebildet und weist dah r trotz seiner niedrigen Warme- 
kapazitat eine vergleichsweise groBe Abstrahlflache 
auf. Der Breitbandstrahler kann dadurch innerhalb kur- 



zer Zeit, beispielsweise in einer Millisekunde, von 
Raumtemperatur auf die vorgesehene Betriebstempe- 
ratur erwarmt werden. Zum Beheizen ist der Breit- 
bandstrahler mit einer pulsbaren Energiequelle gekop- 
5 pelt, deren Pulsenergie so auf die Warmekapazitat des 
Breitbandstrahlers abgestimmt ist daB dieser wahrend 
der Pulszeit auf Betriebstemperatur aufgeheizt wird 
und in den Pulspausen weitgehend abkahlt Wegen der 
niedrigen Warmekapazitat des Breitbandstrahlers ist zu 
10 dessen Erwarmen auf Betriebstemperatur nur eine ver- 
gleichsweise kleine Energiemenge bzw. eine entspre- 
chend geringe Heizleistung erforderlich. Da die Vor- 
richtung wahrend der Pulspausen praktisch keine Ener- 
gie aufnimmt und auch wahrend der Pulsphasen nur 

15 eine geringe Energiemenge benotigt wird, weist die 
Vorrichtung insgesamt einen niedrigen mittleren Ener- 
gieverbrauch auf, was besonders bei einer Verwendung 
der Vorrichtung in batteriebetriebenen Geraten vorteii- 
haft ist Da es fur viele Anwendungsfalle, insbesondere 

20 bei Oberwachungsaufgaben ausreichend ist, Messungen 
in bestimmten Zeitabstanden durchzufiihren, ohne daB 
dadurch Informationsverluste auftreten, wirkt sich die 
getaktete Betriebsweise des Breitbandstrahlers in der 
Praxis praktisch nicht nachteilig aus. Die geringe War- 

25 mekapazitat des Breitbandstrahlers ermoglicht ein Aus- 
senden optischer Strahlungsimpulse in schneller Folge, 
so daB die erfindungsgemaBe Vorrichtung bei den mei- 
sten Anwendungen, beispielsweise in der industriellen 
Gasanalyse, in Brandmeldern oder in der UmweltmeB- 

30 technik trotz der getakteten Betriebsweise fur quasi- 
kontinuierliche Messungen eingesetzt werden kann. 

Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist als Energie- 
quelle zum Beheizen des Breitbandstrahlers eine opti- 
sche Halbleiterstrahlungsquelle, insbesondere eine La- 

35 serdiode vorgesehen, wobei der Breitbandstrahler im 
wesentlichen aus einer Absorptionsschicht besteht oder 
eine soiche aufweist die im Strahlengang der Halblei- 
terstrahlungsquelle angeordnet ist Die praktisch trag- 
heitslos arbeitende Halbleiterstrahlungsquelle ermdg- 

40 licht ein besonders schnelles und verlustarmes Erwar- 
men der Absorptionsschicht Vorteiihaft ist dabei insbe- 
sondere, daB Halbleiterstrahlungsquellen, beispielswei- 
se Laser- oder Leuchtdioden als Serienbauelemente in 
groBen Stflckzahlen kostengiinstig verfugbar sind. Be- 

45 sonders geeignet als Energiequelle sind Laserdioden, da 
sie wegen ihrer hohen Pulsenergien, der kurzen Pulszei- 
ten und des kleinen Abstrahlwinkels besonders hohe 
Energiedichten und damit entsprechend kurze Aufheiz- 
zeiten fur die Absorptionsschicht ermdglichea 

50 ZweckmaBigerweise ist vorgesehen, daB zum Einstel- 
len der Strahiungstemperatur der Absorptionsschicht 
die Pulsdauer und/oder die Intensitat der Halbleiter- 
strahlung veranderbar ist Die Strahlungsintensitat der 
Ahsorptionsschicht kann dadurch auf einfache Weise an 

55 die jeweilige Anwendung, beispielsweise an eine in ei- 
nem MeBsystem vorhandene Ubertragungsstrecke an- 
gepaBt werden. 

Eine Ausfiihrungsform sieht vor, daB das Material 
oder die Materialzusamrnensetzung der Absorptions- 

60 schicht an ein fur die Breitbandstrahlung vorgegebenes 
Abstrahlspektrum, insbesondere an ein von dem Spek- 
trum eines schwarzen oder grauen Strahlers abweichen- 
des Spektrum, angepaBt ist Der Spektralbereich der 
Vorrichtung kann dadurch beispielsweise auf die Filter- 

55 charakteristik eines nachgeschalteten optischen Filters 
abgestimmt werden. Dabei kann als Absorptionsschicht 
beispielsweise eine Platin-, Titan-, Aluminiumoxyd oder 
eine Sinterkeramik-Schicht vorgesehen sein. 
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Vorteilhaft ist, wenn wenigstens eine fur das Spek- 
trum der Breitbandstrahlung relevante Schichteigen- 
schaft der Absorptionsschicht, insbesondere deren 
Emissionskoeffizient durch eiektrische, optische und/ 
oder chemische Beeinflussung der Absorptionsschicht, 5 
vorzugsweise wahrend des Betriebs des Breitbandstrah- 
lers, veranderbar ist. Die Vorrichtung kann dadurch be- 
sonders gut auf den Spektralbereich von optischen Fil- 
tern mit unterschiedlichen Frequenzbereichen abge- 
stimmt werden. AuBerdem ist eine Anpassung an die 10 
spektrale Empfindlichkeit von mit dem Breitbandstrah- 
ler gekoppelten Empfangern mfiglich. 

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daB die 
Absorptionsschicht oder der Breitbandstrahler auf ei- 
nem vorzugsweise fflr die Halbleiterstrahlung strah- 15 
lungsdurchlassigen Trager, insbesondere einer Trager- 
platte mit hohem Warmeleitungswiderstand angeord- 
net ist Die Absorptionsschicht kann dadurch besonders 
diinn, beispielsweise als auf eine Quarzgiasplatte aufge- 
dampfte Schicht ausgebiidet sein, und weist dennoch in 20 
Kombination mit dem Trager eine gute mechanische 
Stabilitat auf, 

Eine besonders vorteilhafte Ausfiihrungsform sieht 
vor, da8 der Halbleiterstrahler als optoelektronisches 
Bauelement in ein Gehause integriert ist, daB die Ab- 25 
sorptionsschicht integrales Bestandteil dieses Gehauses 
ist und vorzugsweise mikromechanisch an das Gehause 
angebunden ist Die Vorrichtung weist dann einen be- 
sonders kompakten Aufbau auf und kann als optoelek- 
tronisches Standardbauelement auf einfache Weise in 30 
eine elektronische Schaitung integriert werden. 

Zweckmafiigerweise ist vorgesehen, daB die Halbiei- 
terstrahlungsquelle, die Absorptionsschicht und gege- 
benenfalls zumindest ein frequenzselektiver optischer 
Filter fur dieBreitbandstrahlung eine kompakte Bauein- 35 
heit bilden. Der optische Filter kann dann fur die wich- 
tigsten Absofptionswellenlangen, zum Beispiel fur C0 2 
(4,7 m), fiir CO (4,3 m) oder fur jede beliebige andere 
Wellenlange gleich in die Baueinheit, beispielsweise in 
ein Laser- oder Leuchtdiodengehause integriert wer- 40 
den, so daB fiir die einzelnen Wellenlangen Standard- 
bausteine zur VerfOgung stehen, mit denen beispielswei- 
se sehr kompakte und einfach aufgebaute GasmeBgera- 
te fOr unterschiedliche Gase realisiert werden kdnnen. 

Vorteilhaft ist, wenn der Halbleiterstrahler in ein Ge- 45 
hause integriert ist, das zumindest in einem Teilbereich 
fiir die Halbleiterstrahlung strahlungsdurchlassig ist und 
daB die Absorptionsschicht in diesem Teilbereich des 
Gehauses an der GehauseauBenwandung vorgesehen 
ist Die Vorrichtung kann dadurch besonders kosten- 50 
gunstig durch Aufdampfen oder dergleichen Aufbrin- 
gen einer Absorptionsschicht auf das Gehause eines 
handelsflblichen Halbleiterstrahlers, beispielsweise ei- 
ner Laser- oder Leuchtdiode, hergestellt werden. 

Bei einer anderen Ausfiihrungsform ist der Halblei- 55 
terstrahler so in ein Gehause integriert, daB die Absorp- 
tionsschicht in einem von der Halbleiterstrahlung beauf- 
schlagten Bereich der Innenwandung dieses Gehauses 
vorgesehen ist und daB wenigstens ein Teilbereich des 
Gehauses zumindest in einem bestimmten Wellenlan- eo 
genbereich der Breitbandstrahlung strahlungsdurchlas- 
sig ist Die Absorptionsschicht ist also in diesem Fall an 
der Innenwandung des Gehauses vorgesehen und ist 
dadurch besonders gut gegen mechanische Beschadi- 
gungodergegen Abrieb geschfltzt 65 

Bedarfsweise kann das Gehause zumindest in seinem 
strahlungsdurchlassigea Teilbereich als frequenzselekti- 
ver optischer Filter, insbesondere^ als Int rferenzfilter 



ausgebiidet sein, Die Abstrahlcharakteristik der Vor- 
richtung kann dadurch praktisch beliebig beeinfluBt 
werden, wobei insbesondere durch Ausbildung des 
strahlungsdurchlassigen Gehause-Teilbereichs als In- 
terferenzfilter sehr schmalbandige Strahler mit nahezu 
beliebiger Wellenlange realisiert werden kdnnen. Als 
Interferenzfilter kann beispielsweise eine diinne Metall- 
bzw. Goldschicht auf die AuBenseite des Gehauses auf- 
gedampftsein. 

Eine Ausfuhrungsform der Erfindung sieht vor, daB 
der Breitbandstrahler im wesentlichen aus einer elek- 
trisch leitfahigen Widerstandsschicht besteht und daB 
als Energiequelle zum Beheizen des Strahiers eine Puls- 
stromquelle vorgesehen ist Die Vorrichtung ist dann 
besonders einfach und kostengunstig herstellbar. 

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daB der 
Breitbandstrahler zum Messen der Konzentration zu- 
mindest eines Gases mit wenigstens einem Empfanger 
elektromagnetisch gekoppeit ist, daB in einem zwischen 
dem Breitbandstrahler und der Empfanger befindlichen 
Strahlengang sich das zu detektierende Gas befindet 
und daB— in dem Strahlengang zumindest ein frequenz- 
selektiver optischer Filter angeordnet ist, dessen Durch- 
laBbereich auf wenigstens eine Absorptionswellenlange 
des zu messenden Gases abgestimmt ist Eine solche 
Vorrichtung kann beispielsweise als Brandmelder aus- 
gebiidet sein, wenn als Filter ein Schmalband-Filter mit 
einem Durchlafifenster im Bereich der Absorptionswel- 
lenlangen von C0 2 (4,7 m) und/oder CO (43 m) vorgese- 
hen ist Dabei fallt das Empfangssignal mit zunehmen- 
der Konzentration der vorgenannten Gase im Strahlen- 
gang ab, was beim Unterschreiten eines vorgegebenen 
Schwellwertes beispielsweise mittels einer geeigneten 
Steuer- und Auswertevorrichtung in ein Brandwarnsi- 
gnal umgesetzt werden kann. Wegen des geringen 
Stromverbrauchs eignet sich eine solche Vorrichtung 
besonders fiir batteriebetriebene oder akkugepufferte 
Gerate. 

Nachfolgend sind Ausfuhrungsbeispiele der Erfin- 
dung anhand der Zeichnung naher eriautert 

Es zeigen in unterschiedlichen MaBstaben und zum 
Teil starker schematisiert: 

Fig. 1 einen Langsschnitt durch eine Vorrichtung zum 
Erzeugen einer breitbandigen optischen Strahlung, mit 
einer Halbleiterlichtquelle, in deren Strahlengang eine 
auf eine Tragerplatte aufgebrachte dunne Absorptions- 
schicht angeordnet ist, 

Fig. 2 eine Aufsicht auf die in Fig. I gezeigte Vorrich- 
tung, welche die Absorptionsschicht besonders gut er- 
kennen iaBt, 

Fig. 3 einen Langsschnitt einer Vorrichtung ahnlich 
Fig. 1, wobei jedoch die Absorptionsschicht innenseitig 
an der Tragerplatte vorgesehen ist und an der AuBen- 
seite der Tragerplatte ein Filter fiir die von der Absorp- 
tionsschicht emittierte Breitbandstrahlung angeordnet 
ist, 

Fig. 4 eine Ansicht auf die Ebene A-A in Fig. 3, wobei 
die mikromechanische Anbindung der Absorptions- 
schicht an das Vorrichtungsgehause besonders gut er- 
kennbar ist und 

Fig. 5 eine Vorrichtung zum Messen der Konzentra- 
tion eines in einer MeBkammer befindlichen Gases, wo- 
bei an dem einen Ende der MeBkammer die in Fig. 3 
gezeigte Breitbandstrahlungs- Vorrichtung und an dem 
anderen Ende ein optischer Empfanger angeordnet ist, 
die jeweils mit einer Auswerte- und Steuereinheit ver- 
bunden sind. 

Eine im ganzen mit 1 bezeichnete Vorrichtung zum 
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5 6 , 

Erzeugen einer Breitbandstrahlung weist eine in ein tische Strahlung erzeugt werden. Die Abstrahlwellen- 
Vomchtungsgehause 2 integrierte Laserdiode 3 auf, in lange der Vorrichtung 1 kann dadurch auf einfache Wei- 
deren Strahlengang eine die Laserstrahlung absorbie- se an die Absorptionswellenlangen unterschiedlicher 
rende Absorptionsschicht 4 angeordnet ist Die Absorp- Gase angepaBt werden, weshalb die Vorrichtung 1 be- 
tionsschicht 4 ist an der SuBeren Flachseite einer mit 5 sonders gut fur eine Verwendung in GasmeBgeraten 
dem Vornchtungsgehause 2 verbundenen Tragerplatte geeignet ist 

5 aus Quarzglas angeordnet, die fur die Laserstrahlung Fig. 5 zeigt eine im ganzen mit 10 bezeichnete Vor- 
der Laserdiode 3 durchlissig ist Die Absorptionsschicht richtung zur Messung der Konzentration eines bei- 
4 ist sehr dQnn ausgebildet und weist bei einer ver- spielsweise in der Umgebungsluft enthaltenen Gases. 
gleichsweisegroBenFlachenur erne geringe Warmeka- !0 Die Vorrichtung weist eine MeBkammer 11 mit einer 
pazitat auf. Durch Bestrahlung mit der Laserstrahlung gasdurchiassigen AuBenwandung 12 auf, durch weiche 
der Laserdiode 3 kann die Absorptionsschicht 4 inner- die in Fig. 5 als Kugeln dargestellten Gasatome aus der 
halb von etwa einer Milhsekunde von Raumtemperatur Umgebung der Vorrichtung 10 in die MeBkammer 11 
auf mehrere 100°C erhitzt werden. Die so erhitzte Ab- diffundieren konnen. An einem stirnseitigen Ende der 
sorptionsschicht strahlt dann nach dem Plank'schen is MaBkarmner 11 ist die in Fig. 3 gezeigte Vorrichtung 1 
Strahlungsgesetz als Schwarz- oder Graustrahler eine angeordnet, die eine als Schwarzstrahler ausgebildete 
breitbandige elektromagnetische Strahlung ab. Als Absorptionsschicht 4 aufweist, die im Strahlengang ei- 
Stromquelle fiir die Laserdiode 3 weist die Vorrichtung ner von einer pulsbaren Stromquelle betriebenen Laser- 
1 Ferner eine pulsbare Energiequelle 6 auf, deren Puis- diode 3 angeordnet ist und von dieser periodisch erhitzt 
Pausen-Verhaitms so auf die Warmekapazitat der Ab- 2 o wird. Die Absorptionsschicht 4 strahlt dadurch nach 
sorptionsschicht 4 abgestimmt ist, daB diese in der Puis- dem Plank'schen Strahlungsgesetz in durch den Puls- 
phase auf Betnebstemperatur erhitzt wird und in den takt vorgegebenen Zeitabstanden periodische wieder- 
Pulspausen weitgehend abkuhlt Da die Laserdiode 3 kehrende breitbandige Strahlungsimpulse aus Der Ab- 
wahrendderPulspausenkemenBetriebsstrombenotigt, sorptionsschicht 4 ist ein Schmalband-Filter 9 (Fig 3) 
weist die Vorrichtung bei einem entsprechenden Puis- 25 nachgeschaltet, dessen DurchlaBfenster auf eine Ab- 
Pausen-Verhstltnis emen sehr niedrigen Energiever- sorptionswellenlange des zu messenden Gases abge- 
brauch auf. Wenn die Vorrichtung beispielsweise in ei- stimmt ist Die Vorrichtung 1 ist im Brennpunkt eines 
nem MeBsystem eingesetzt wird, mit dem pro Sekunde Parabolspiegels 13 angeordnet (Fig. 5), der die von der 
etwa erne Messung durchgefuhrt werden soil, ergibt sich Vorrichtung 1 ausgesendete Strahlung so bundelt, daB 
bei einer Puis zeit von einer Millisekunde etwa ein Puis- 3 o diese die MeBkammer 11 durchdringt und zu einem an 
Pausen-Verhaltnis von 1 : 1000. Die Stromaufnahme der dem der Vorrichtung 1 abgewandten stirnseitigen Ende 
Vomchtung 1 ist dadurch gegenuber dem cw-Betrieb der MeBkammer 11 angeordneten Empfanger 14 ge- 
der Laserdiode 3 etwa urn drei Zehnerpotenzen redu- langt Urn die Empfindlichkeit der Vorrichtung 10 zu 
ziert Die Vorrichtung ist deshalb besonders fiir Batte- verbessern, ist der Empfanger 14 ebenfalls im Brenn- 
ne- oder Akku-Betrieb geeignet 35 punkt eines Parabolspiegels 13' angeordnet Die Vor- 

Zurn EinsteUen der Strahlungstemperatur der Ab- richtung 1 und der Empfanger 14 sind mit einer Auswer- 
sorptionsschicht 4 bzw. der Intensitat der abgestrahlten te- und Steuereinrichtung 15 verbunden, die synchron 
elektromagnetischen Strahlung ist die Pulsdauer t der zu den Sendeimpulsen der Vorrichtung 1, jeweils zum 
Energiequelle 6 emstellbar (Fig. 1). Bei der in Fig. 3 ge- Zeitpunkt der grdBten Strahlungsintensitat das von dem 
zeigten Ausfiihrungsform ist zum Einstellen der Strah- 40 Empfanger 14 detektierte Signal auswertet Abhangig 
lungstemperatur der Absorptionsschicht 4 die Intensitat von der Konzentration des zu messenden Gases in der 
der Laserstrahlung der Laserdiode 3 durch Einstellen MeBkammer 11 wird die die MeBkammer durchlaufen- 
des PulsstromesI der Energiequelle 6 veranderbar. de Strahlung durch Absorption mehr oder weniger 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiei nach Fig. 1 ist die Ab- stark geschwacht Das von dem Empfanger 14 detek- 
sorptionsschicht 4 aufienseitig auf die Tragerplatte 5 45 tierte MeBsignal stellt somit ein MaB fiir die Gaskon- 
auf gebracht Die Tragerplatte 5 weist eine geringe War- zentration in der MeBkammer 1 1 dar, so daB diese nach 
meleitungsfahigkeit auf, damit die Absorptionsschicht 4 Aufbereitung der MeBwerte in der Auswerte- und 
mit der von der Laserdiode 3 emittierten Laserstrahlung Steuereinrichtung ermittelt werden kann. 
moglichst schnell auf die gewunschte Abstrahltempera- Besonders vorteilhaft ist, dafl die Vorrichtung 10 we- 
to erhitzt werden kann. Die Tragerplatte 5 weist auBer- 50 gen der im Pulsbetrieb betriebenen Laserdiode 3 nur 
dem im Bereich der Wellenlange der Laserdiodenstrah- eine sehr geringe mittlere Leistungsaufnahme aufweist 
lung erne hohe Transparenz auf, damit die Laserdioden- und daher besonders gut fiir Batterie- oder Akku-Be- 
strahlung moglichst verlustfrei zu der Absorptions- trieb geeignet ist Die Vorrichtung 10 kann beispielswei- 
schicht 4 gelangen kann. se als Brandmelder verwendet werden, wenn die Wei- 

Bel der m Fig. 3 gezeigten Ausfiihrungsform ist die 55 lenlangedes Schmalband-Filters 9 auf die Absorptions- 
Absorptionsschicht 4 dicht benachbart zur Innenseite 7 wellenlange von C0 2 (4,7) und/oder CO (4,3) abge- 
der Tragerplatte 5 in dem Vornchtungsgehause 2 ange- stimmt ist Bei Batterie- oder Akku-Betrieb arbeitet ein 
ordnet Die Befestigung der Absorptionsschicht 4 er- soldier Brandmelder netzunabhangig, so daB auch bei 
folgt hier mittels mikromechanischer Anbindung 8 seit- einem Stromausfall oder bei Storungen in der elektri- 
lich an dem Vornchtungsgehause 2. Die Absorptions- eo schen Energieversorgung die voile Funktionsfahigkeit 
schicht 4 ist dadurch praktisch frei in dem Vorrichtungs- des Brandmelders erhalten bleibt 
gehause 2 aufgehangt, so daB die Warmeleitungsverlu- ErwShnt werden soli noch, daB bei der in Fig. 5 ge- 
ste der Absorptionsschicht 4 entsprechend gering sind zeigten Vorrichtung 10 fiir die Parabolspiegel 13, 13' 
Bei der Vorrichtung nach Fig. 3 ist auBenseitig auf die den Empfanger 14 und die Vorrichtung 1 eine strah- 
Tragerplatte 5 ein Schmalband-Filter 9 aufgebracht 55 lungsdurchlassige Abdeckung 16 vorgesehen ist Die 
Durch Kombination mit unterschiedlichen Filtern 9 Vorrichtung 10 kann dann beispielsweise auch zum de- 
kann mit der Vorrichtung 1 praktisch in beliebigen Wei- tektieren aggressiver Gaser verwendet werden. 
leniangenbereichen eine schmalbandige elektromagne- 
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Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zum Erzeugen einer Breitbandstrah- 
lung mit wenigstens einem, mit einer Energiequelle 
beheizbaren Breitbandstrahler zum Abstrahlen ei- s 
nes elektromagnetischen Breitbandspektrums, ins- 
besondere einem Schwarz- oder Graustrahler, da- 
durch gekennzeichnet daB der Breitbandstrahler 
als diinne Schicht mit niedriger W&rmekapazitat 
ausgebildet ist und daB zum Beheizen des Breit- io 
bandstrahiers eine pulsbare Energiequelle (6) mit 
geringer mittierer Leistung vorgesehen ist, deren 
Ausgangspulse bezuglich ihrer Pulsenergie und ih- 
res Puls-Pausen-Verhaltnisses so auf die Warmeka- 
pazitat des Breitbandstrahlers abgestimmt ist, daB ts 
dieser in den Pulspausen weitgehend abkiihlt 
2 Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB als Energiequelle (6) zum Beheizen 
des Breitbandstrahlers eine optische Halbleiter- 
strahlungsquelle^ insbesondere eine Laserdiode (3) 20 
vorgesehen ist und daB der Breitbandstrahler im 
wesentlichen aus einer Absorptionsschicht (4) be- 
steht oder eine solche aufweist die im Strahlengang 
der Halbleiterstrahlungsquelle angeordnet ist 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 25 
gekennzeichnet daB zum Einstellen der Strah- 
lungstemperatur der Absorptionsschicht (4) die 
Pulsdauer und/oder die Intensitat der Halbleiter- 
strahlung ver&nderbar ist 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 30 
dadurch gekennzeichnet, daB das Material oder die 
Materialzusammensetzung der Absorptionsschicht 
(4) an ein fur die Breitbandstrahlung vorgegebenes 
Abstrahl-Spektrum, insbesondere an ein von dem 
Spektrum eines schwarzen oder grauen Strahlers 35 
abweichendes Spektrum, angepaBtist 

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4 t 
dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens eine ftir 
das Spektrum der Breitbandstrahlung relevante 
Schichteigenschaft der Absorptionsschicht (4), ins- 40 
besondere deren Emissionskoeffizient, durch elek- 
trische, optische und/oder chemische Beeinflussung 
der Absorptionsschicht vorzugsweise wahrend des 
Betriebs des Breitbandstrahlers veranderbar ist 

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 45 
dadurch gekennzeichnet, daB die Absorptions- 
schicht (4) oder der Breitbandstrahler auf einem 
vorzugsweise ftir die Halbieiterstrahiung strah- 
lungs-durchl&ssigen Tr§ger, insbesondere einer 
Tr§gerplatte (5) mit hohem W&rmeleitungswider- so 
stand angeordnet ist 

7* Vorrichtung nach einem der Ansprttche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiterstrah- 
ler als optoelektronisches Bauelement in ein Vor- 
richtungs-Geh&use (2) integriert ist daB die Ab- 55 
sorptionsschicht integrales Bestandteil dieses Ge- 
h&uses (2) ist und vorzugsweise mikromechanisch 
an das Gehause (2) angebunden ist 

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet daB die Halbleiterstrah- eo 
lungsquelle, die Absorptionsschicht (4) und gegebe- 
nenfalls zumindest ein frequenzselektiver optischer 
Filter (9) fur die Breitbandstrahlung eine kompakte 
Baueinheitbilden. 

9, Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8, 65 
dadurch gekennzeichnet daB der Haibleiterstrah- 
ler in ein Gehause integriert ist das zumindest in 
einem Teilbereich fiir die Halbieiterstrahiung 



strahlungsdurchlassig ist und daB die Absorptions- 
schicht (4) in diesem Teilbereich des Gehauses an 
der Gehsluse-AuBenwandung vorgesehen ist 

10. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet daB die Halbleiterstrah- 
lungsquelle so in ein Gehause integriert ist daB die 
Absorptionsschicht (4) in einem von der Halbieiter- 
strahiung beaufschlagten Bereich der Innenwan- 
dung dieses Gehauses vorgesehen ist und daB we- 
nigstens ein Teilbereich des Gehauses zumindest in 
einem bestimmten Wellenlangenbereich der Breit- 
bandstrahlung strahlungsdurchlassig ist 

1 1. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet daB das Gehause zumin- 
dest in seinem strahlungsdurchlassigen Teilbereich 
als frequenzselektiver optischer Filter, insbesonde- 
re als Interf erenzfilter ausgebildet ist 

12. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 1 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Breitbandstrahler 
im wesentlichen aus einer elektrisch leitfahigen Wi- 
derstandsschicht besteht und daB als Energiequelle 
(6) zum Beheizen des Strahlers eine Pulsstromquel- 
le vorgesehen ist 

13. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet daB der Breitbandstrahler 
zum Messen der Konzentration zumindest eines 
Gases mit wenigstens eineifi Empfanger (14) elek- 
tromagnetisch gekoppelt ist daB in einem zwischen 
dem Breitbandstrahler und dem Empfanger (14) be- 
findlichen Strahlengang sich das zu detektierende 
Gas befindet und daB in dem Strahlengang zumin- 
dest ein frequenzselektiver optischer Filter (9) an- 
geordnet ist dessen DurchlaBbereich auf wenig- 
stens eine Absorptionswelleniange des zu messen- 
den Gases abgestimmt ist 
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